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はじめに 

二層の材料に直接インプリントを施す二層ナノインプリント１)を応用し，有機太陽電池（OPV）

のヘテロ接合面積増大を試みた．OPV は，従来の Si 系に比べ軽量で柔軟であり，次世代の太陽電

池として注目されている．発電効率向上の一手法として，インプリントなどによりヘテロ接合面

積を増大させるパターニング型２)が提案されている．しかし，ヘテロ接合界面を機械的に成形す

るため，不純物の取り込みなどの影響が懸念される． 

本報告では，スピンコートで形成したヘテロ構造に直接ナノインプリントを施し，ヘテロ接合

面積の増大，電極の設置，シーリングを一括で行う新たなプロセスを提案する． 

実験 

 本実験では，二層ナノインプリント法を応用する．図 1 に示すように，PEDOT:PSS コートした

ITO 基板上に P3HT，PCBM を二層コートし，有機薄膜太陽電池のヘテロ型構造（図 1-a）を作製す

る．そこに予め電極を蒸着したビルトインモールドを作製し（図 1-b），これを直接熱インプリン

トすることによりパターニング，離形無しでP3HT：PCBMの拡張されたPN界面を形成する（図1-c）．

この際，上下に PS の薄板を置くことによりプレスとシーリングを同時に行う（図 2）． 
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a)二層コート   b)電極モールド形成  c)プレス 

図 1．ヘテロ構造への直接二層ナノインプリント       図 2.直接シーリング 

 

図 3 に実験結果を示す．これはシーリングしたものを分解，モールドを離型後に断面を SEM 観

察したものである．蒸着の過程でパターンが丸みを帯びているが，ヘテロ構造界面の接触面積が

拡張できている．これまでに，同じ方法で作製したフラット型に比べ発電効率の上昇が観測でき

ている． 
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図 3．変形後の PN 界面の断面図 
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